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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年2月7日(2008.2.7)

【公開番号】特開2006-171434(P2006-171434A)
【公開日】平成18年6月29日(2006.6.29)
【年通号数】公開・登録公報2006-025
【出願番号】特願2004-364531(P2004-364531)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/04     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  26/10    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｂ  13/00    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  13/18    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  17/08    　　　Ａ
   Ｇ０３Ｇ  15/04    １１１　
   Ｂ４１Ｊ   3/00    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月12日(2007.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
波長λが４５０ｎｍ以下の光束を発する光源手段と、前記光源手段から発せられた光束を
偏向手段に導光する１枚以上の入射光学素子を有する入射光学系と、前記偏向手段により
偏向された光束を被走査面上に結像させる１枚以上の結像光学素子を有する結像光学系と
、を具備する光走査装置において、
　前記結像光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第ｉ番目の結像光学素子の主走査
断面内のパワーをφi、前記第ｉ番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度
変化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφ、前記入射
光学系を構成する前記光源手段側から数えて第ｉ番目の入射光学素子の主走査断面内のパ
ワーをφi´、前記第ｉ番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を
各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記入射光学
系の主走査断面内の倍率を各々φ´、β´とするとき、
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【数１】

なる条件を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
波長λが４５０ｎｍ以下の光束を発する光源手段と、前記光源手段から発せられた光束を
偏向手段に導光する入射光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面上に導
光する１枚以上の結像光学素子を有する結像光学系と、を具備する光走査装置において、
　前記結像光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する結像光学素子のうち少なくとも１つは樹脂材料より成り、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第ｉ番目の結像光学素子の主走査
断面内のパワーをφi、前記第ｉ番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度
変化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφ、前記樹脂
材料より成る結像光学素子の全系の主走査断面内のパワーをφPとするとき、 
【数２】

なる条件を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項３】
前記入射光学系を構成する前記光源手段側から数えて第ｉ番目の入射光学素子の主走査断
面内のパワーをφi´、前記第ｉ番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長
変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記
入射光学系の主走査断面内の倍率を各々φ´、β´とするとき、
【数３】

但し、前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーである
なる条件を満足することを特徴とする請求項２に記載の光走査装置。
【請求項４】
前記偏向手段の偏向面に入射する光束は、前記偏向面の主走査方向の幅より広い状態で入
射していることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項５】
前記結像光学系は、屈折光学素子と曲面ミラーの両方を含むことを特徴とする請求項１乃
至４の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項６】
請求項１乃至５の何れか１項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と
、前記光走査装置で走査された光ビームによって前記感光体の上に形成された静電潜像を
トナー像として現像する現像器と、現像されたトナー像を被転写材に転写する転写手段と
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、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを有することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項７】
請求項１乃至５の何れか１項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデータ
を画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有してい
ることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項１の発明の光走査装置は、波長λが４５０ｎｍ以下の光束を発する光源手段と、
前記光源手段から発せられた光束を偏向手段に導光する１枚以上の入射光学素子を有する
入射光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面上に結像させる１枚以上の
結像光学素子を有する結像光学系と、を具備する光走査装置において、
　前記結像光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第ｉ番目の結像光学素子の主走査
断面内のパワーをφi、前記第ｉ番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度
変化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφ、前記入射
光学系を構成する前記光源手段側から数えて第ｉ番目の入射光学素子の主走査断面内のパ
ワーをφi´、前記第ｉ番目の入射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を
各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記入射光学
系の主走査断面内の倍率を各々φ´、β´とするとき、
【数４】

なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項２の発明の光走査装置は、波長λが４５０ｎｍ以下の光束を発する光源手段と、
前記光源手段から発せられた光束を偏向手段に導光する入射光学系と、前記偏向手段によ
り偏向された光束を被走査面上に導光する１枚以上の結像光学素子を有する結像光学系と
、を具備する光走査装置において、
　前記結像光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーであり、
　前記結像光学系を構成する結像光学素子のうち少なくとも１つは樹脂材料より成り、
　前記結像光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第ｉ番目の結像光学素子の主走査
断面内のパワーをφi、前記第ｉ番目の結像光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の温度
変化率を各々ni、dni/dt(1/℃)、前記結像光学系の主走査断面内のパワーをφ、前記樹脂
材料より成る結像光学素子の全系の主走査断面内のパワーをφPとするとき、 
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【数５】

なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項３の発明は請求項２の発明において、前記入射光学系を構成する前記光源手段側
から数えて第ｉ番目の入射光学素子の主走査断面内のパワーをφi´、前記第ｉ番目の入
射光学素子の材質の屈折率、前記屈折率の波長変化率を各々ni´、dni´/dλ（1/nm）、
前記入射光学系の主走査断面内のパワー、前記入射光学系の主走査断面内の倍率を各々φ
´、β´とするとき、

【数６】

但し、前記入射光学素子は、屈折光学素子又は曲面ミラーである
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項４の発明は請求項１乃至３のいずれか１項の発明において、前記偏向手段の偏向
面に入射する光束は、前記偏向面の主走査方向の幅より広い状態で入射していることを特
徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項５の発明は請求項１乃至４のいずれか１項の発明において、前記結像光学系は、
屈折光学素子と曲面ミラーの両方を含むことを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
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　請求項６の発明の画像形成装置は、請求項１乃至５の何れか１項に記載の光走査装置と
、前記被走査面に配置された感光体と、前記光走査装置で走査された光ビームによって前
記感光体の上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像されたトナ
ー像を被転写材に転写する転写手段と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着
器とを有することを特徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項７の発明の画像形成装置は、請求項１乃至５の何れか１項に記載の光走査装置と
、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめ
るプリンタコントローラとを有していることを特徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　尚、開口絞り２、球面レンズ３、貼り合わせレンズ部９、そしてシリンドリカルレンズ
４等の各要素は入射光学系ＬＡの一要素を構成している。入射光学系ＬＡは１枚以上の入
射光学素子を有し各入射光学素子の材料は全てガラス材である。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　ここでφiは結像光学系６を構成する偏向手段側から数えて第ｉ番目の結像光学素子の
主走査断面内のパワー、ni、dni/dt(1/℃)は各々結像光学系６を構成する光偏向器５側か
ら数えて第ｉ番目の結像光学素子の材質の屈折率と、該屈折率の温度変化率である。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　ここでφi´は入射光学系ＬＡを構成する光源手段側から数えて第ｉ番目の入射光学素
子の主走査断面内のパワー、ni´、dni´/dλは各々入射光学系ＬＡを構成する光源手段
１側から数えて第ｉ番目の光学素子の材質の屈折率と、該屈折率の波長変化率である。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４４】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は、結像光学系２６を曲率を有する曲面ミ
ラー（トーリックミラー）２６ａと樹脂材料より成る樹脂レンズ（アナモフィックレンズ
）２６ｂとの両方を用いてそれらを組み合せて構成したことである。その他の構成及び光
学的作用は実施例1と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。
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